金屬四點探針儀器簡介 

· Hardware: 
(1) 4-point prob.四點探針量測系統
(2) 控制用電腦
· 機台用途: 測量金屬薄膜片電阻值、檢視金屬薄膜均勻度
· 功能描述 自動量測:可作單點、三點、五點與wafer mapping等

手動量測:可調整量測點數、範圍(破片可適用)
· Measurment range:   0.5 m ~ 400 M Ω∕sqaur  
· Substrate Size: > 1cm x 1cm
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